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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月6日(2018.8.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　材料試験試料における亀裂伝播を検出する方法であって、
　試験試料の表面を、表面を有する背景と色対比させることであって、前記背景の表面に
、前記試験試料の表面と色対比する色を選択することによって色対比させることと、
　前記試験試料を前記背景の上方に担持することと、
　応力負荷の印加中に、前記試験試料の複数の写真画像を取得することと、
　前記試験試料における亀裂を通して可視化された前記背景の表面と色対比された前記試
験試料の前記表面との対比を示す、画素特性のベースライン範囲を外れている画素の特性
を検出するために、前記複数の写真画像を処理することと
を含む、方法。
【請求項２】
　試験試料の表面を色対比させることは、前記試験試料の前記表面に色対比コーティング
を適用することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　試験試料の表面を色対比させることは、色対比をなす最上層を提供することを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　検出された亀裂長さの経時変化に基づいて、ひずみエネルギー放出速度の出力を生成す
ることを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　画素特性のベースライン範囲を決定するために、前記複数の写真画像のうちの少なくと
も１つの写真画像を処理することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の写真画像のうちの少なくとも１つの写真画像を処理することは、前記少なく
とも１つの写真画像の一部分であって、前記試験試料の前記表面の前記色を代表する部分
を処理することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
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　前記試験試料の複数の写真画像を取得することは、前記試験試料を一定速度で変位させ
ることによって提供される応力負荷の印加中に、前記試験試料の複数の写真画像を取得す
ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記応力負荷の印加前に複数の写真画像を取得することを更に含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　画素の特性を検出するために前記複数の写真画像を処理することは、画素の強度を検出
するために前記複数の写真画像を処理することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　画素の強度を検出するために前記複数の写真画像を処理することは、少なくとも１つの
原色に関して、最大画素強度と最小画素強度との間の相違の少なくとも二分の一である事
前に選択されたマージンの分だけ、画素強度のベースライン範囲を外れている画素の強度
を検出するために、前記複数の写真画像を処理することを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　試験試料の表面を色対比させることは、複合材料試験試料の表面を色対比させることを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記試験試料の最表面コーティングは、前記背景の各画素が、前記表面の平均値±３の
標準偏差から外れた値を有する少なくとも１つのＲＧＢ構成要素を包含するように、赤色
強度、青色強度、及び緑色強度の各々に関して平均的かつ標準的な偏差を伴う色を有する
、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　材料試験試料における亀裂伝播を検出するためのシステムであって、
　前記試験試料と色対比する色を有する表面を有する背景上に、前記試験試料を担持する
、試験プラットフォームと、
　前記試験プラットフォームに向かって方向付けられ、かつ、前記試験試料への応力負荷
の印加中に、前記プラットフォーム上に配置された前記試験試料の複数の写真画像を取得
するよう構成された、カメラと、
　前記複数の写真画像を受信するように適合された画像処理プログラムと
を備え、前記画像処理プログラムは、
　　前記複数の写真画像において、前記試験試料における亀裂を通して可視化された前記
背景の表面と色対比された前記試験試料の前記表面との対比を示す画素特性のベースライ
ン範囲を外れている画素特性を検出し、かつ、
　　検出された前記画素特性に基づいて、検出された亀裂長さの変化を測定するよう構成
される、システム。
【請求項１４】
　前記画像処理プログラムは、亀裂長さの伝播に基づいて、ひずみエネルギー放出速度の
出力を生成するよう更に構成される、請求項１３に記載のシステム。
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